技术参数

	设备或配置名称
	用于ARPES实验的干式超低振动超高真空低温系统

	参数名称1
	完全不消耗液氦(分体式设计，由超高真空兼容低温插件和氦循环低温系统两部分组成）

	参数名称2
	标称温度范围：4.2K-370 K(采用氦循环低温系统降温，有完整冷屏且无外加热负载)；

	参数名称3
	温度稳定性: ≤±0.1K

	参数名称4
	标称振动水平：≤15 nm

	参数名称5
	安装法兰：DN100CF

	参数名称6
	内置校准型低温温度计和加热器

	参数名称7
	控温仪，四个独立的温度计输入通道

	参数名称8
	集集成马达驱动的俯仰角旋转结构，旋转范围：≥±45°，传感器标称精度：≤0.1°

	参数名称9
	集成压电陶瓷旋转台，旋转范围：≥±180°，传感器标称分辨率：≤0.01°

	参数名称10
	提供一个压电陶瓷旋转台控制器用于匹配旋转台使用

	参数名称11
	提供一个校准型温度计用于安装到样品台附近

	参数名称12
	提供2个9针UHV电学密封接头

	参数名称13
	冷头制冷量：≥1.8W@4.2K

	参数名称14
	集成冷头悬浮减震机构

	参数名称15
	定制型盘管及多级热交换器

	参数名称16
	集成高效传输管线，用于匹配超高真空兼容插件使用

	[bookmark: _GoBack]参数名称17
	集成无油干泵和自恒压装置的循环气路

	参数名称18
	集成式机柜，用于集成循环气路并支撑氦循环低温主机




